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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen 



I. Grundlage des Berichts 

1 Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70. 1 7)): 

Beschreibung, Seiten 

1-20 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1 _1 8 eingegangen am 06.05.2004 mit Schreiben vom 05.05.2004 
Zeichnungen, Blatter 

iy6-6>6 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2 Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5 □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 
siehe Beiblatt 

V Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur StCitzung dieser Feststellung 



Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-18 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 



Ja: Anspruche 
Nein: Anspruche 
Ja: Anspruche 



1-18 



Erfinderische Tatigkeit (IS) 



1-18 
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Zu Punkt I: Grundlage der Prufung 

Es wird auf die folgenden Druckschriften verwiesen: 

D1 US 5 625 436 A 

D2 EP 1 037 266 A 

Zu Punkt V: Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, 
der erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen 
und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Die Feststellung hinsichtlich der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit wird unnotig 
erschwert, weil 

(1 ) die Anspruche nicht im Sinne des Artikels 6 PCT War sind, und 

(2) die unabhangigen Anspruche nicht gemaB Regel 6.3(b) PCT in der richtigen 
zweiteiligen Form abgefaBt sind. 

Die Anspruche sind nicht klar, weil der Begriff "Beleuchtungsfleck" nicht konsequent 
verwendet wird. 

GemaB Beschreibungsseite 6, Zeilen 19, 20 ist der Beleuchtungsfleck ein beleuchteter 
Bereich, und eine Mehrzahl won (mdglicherweise sequenziell beleuchteten) 
Beleuchtungsflecken ist ein wesentliches Merkmal der Erfindung, vgl. auch 
Beschreibungsseite 7, letzte Zeile - Beschreibungsseite 8, Zeile 17. 

GemaB Unteranspruche 16, 17 ist der Beleuchtungsfleck ein Bereich, der gerade 
beleuchtet wird, und eine Mehrzahl von Beleuchtungsflecken ist ein fakultatives 
Merkmal der Erfindung, vgl. auch die letzten zwei Absatze der Beschreibung und 
Abbildungen 7, 8. 

Fur diese voriaufige Prufung wird der Begriff "Beleuchtungsfleck" gemaB 
Beschreibungsseite 6, Zeilen 19, 20 als ein beleuchteter Bereich unter mehrerer 
(moglicherweise sequenziell) beleuchteten Bereichen ausgelegt. 

Die in Unteranspruchen 16, 17 beanspruchten Erzeugung einer Mehrzahl von 
Beleuchtungsflecken wird als eine simultane Erzeugung einer Mehrzahl von 
Beleuchtungsflecken ausgelegt. 
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Die Anspriiche sind neu und erfinderisch im Sinne des Artikels 33 PCT. 

D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem Gegenstand des 
Anspruchs 1 angesehen. D1 offentbart (siehe die im Recherchenbericht zitierten 
Passagen) den Oberbegriff von Anspruch 1, namlich ein: 

Verfahren zum Abbilden einer Maske (2) auf einem Substrat (5), wobei mittels 
einer Beleuchtungseinheit (1a-1e) und einer optischen Einheit (3a-3e, 4a-4e) die Maske 
(2) auf dem Substrat (5) abgebildet wird, 

dadurch gekennzeichnet, das die Beleuchtungseinheit (1a-1e) und die optische Einheit 
(3a-3e, 4a-4e) relativzur Maske (2) und dem Substrat (5) bewegt werden (vgl. Spalte 6, 
Zeilen 50-55, 

das Verzerrungen des Substrats (5) erfaBt werden (vgl. Spalte 8, Zeilen 29-46), 
und das in AbhMngigkeit der erfaBten Verzerrungen mittels der optischen Einheit (3a- 
3e, 4a-4e) die Abbildung der Maske verzerrt und den Verzerrungen des Substrats (5) 
angepasst wird, vgl. Spalte 8, Zeilen 47-65, wobei auf der Maske (2) 
Beleuchtungsflecken* (M1-M5) erzeugt werden und femeraufdem Substrat (5) in 
Randbereichen uberlappende Einzelabbildungen (P1-P5) erzeugt werden, vgl. 
Abbildung 1. 

* s beleuchtete Bereiche, vgl. weiter oben erwahnte Bemerkung uber Klarheit. 

D1 offenbart auch eine Verschiebung der uberlappenden Einzelabbildungen auf dem 
Substrat der Beleuchtungsflecken (beleuchtete Bereiche der Maske) in Abhangigkeit 
von Substratverzerrungen. Deswegen ist Anspruch 1 nicht in der richtigen zweiteiligen 
Form abgefaGt. 

Der Unterschied zwischen Anspruch 1 und D1 ist, dal3 die Beleuchtungsflecken 
(beleuchtete Bereiche der Maske) uberlappen und eine im Randbereich reduzierte 
Intensitat aufweisen. 

Deswegen ist die Verschiebung der uberlappenden Einzelabbildungen eine 
Verschiebung uberlappender Einzelabbildungen der uberlappenden 
Beleuchtungsflecken. 
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Aufgabe dieses Unterschiedes ist eine einfache Ausgleichung der 
Substratverzerrungen, wobei eine Mehrzahl von Beleuchtungssystemen nicht 
erforderlich ist und eine Mehrzahl von Projektionsobjektiven auch nicht erforderlich ist. 

Dieser Unterschied wird durch kein vorhandenes Dokument offenbart. 

D2 (Absatze 13, 14, 1 15, 215) offenbart lediglich die Verschiebung von 
nichtuberlappenden Einzelabbildungen in Abhangigkeit von Substratverzerrungen. 

Es sei weiterhin bemerkt, daB D1 das Ziel einer moglichst perfekten Abbildung verfolgt. 
Der weiter oben erwahnte Unterschied wurde bei D1 zu einer unerwunschten 
Bildverschlechterung fuhren, weil eine genaue Einstellung des Intensitatsverlaufs im 
Randbereich des Beleuchtungsflecks nicht oder nur mit einem erheblichen Aufwand 
moglich ware. 

Deswegen erfullt Anspruch 1 die Erfordemisse des Artikels 33 PCT. 

Anspruche 2-8 erfullen ebenfalls die Erfordemisse des Artikels 33 PCT, weil sie von 
Anspruch 1 abhangen. 

Das Argument fur unabhangigen Verfahrensanspruch 1 gilt mutatis mutandis fur den 
entsprechenden unabhangigen Apparatanspruch 9. Deswegen erfullt Anspruch 9 die 
Erfordemisse des Artikels 33 PCT. 

Anspruche 10-18 erfullen ebenfalls die Erfordemisse des Artikels 33 PCT, weil sie von 
Anspruch 9 abhangen. 
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1. Verfahren zum Abbilden einer Maske (1) auf einem Substrat (2), wobei mittels einer 
Beleuchtungseinheit (8) und einer optischen Einheit (9) die Maske (1) auf dem Substrat 
(2) abgebildet wird, wobei die Beleuchtungseinheit (8) und die optische Einheit (9) relativ 
zur Maske (1) und dem Substrat (2) bewegt werden und Verzerrungen des Substrats (2) 
erfasst werden, wobei ferner in Abhangigkeit der erfassten Verzerrungen mittels der 
optischen Einheit (9) die Abbildung der Maske (1) verzerrt und den Verzerrungen des 
Substrats (2) angepasst wird, wobei auf der Maske (1) Beleuchtungsflecken (3) erzeugt 
werden und ferner auf dem Substrat (2) in Randbereichen Oberlappende Einzel- 
abbildungen (5) erzeugt werden, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Beleuchtungsflecken (3) auf der Maske (1) in 
Randbereichen (6) uberlappend erzeugt werden, dass die Beleuchtungsintensitat der 
Beleuchtungsflecken (3) im Randbereich urn einen vorgegebenen Betrag kleiner 
vorgegeben wird ais im Zentrum des Beleuchtungsflecks und dass in Abhangigkeit der 
Verzerrungen des Substrats (2) die den jeweiligen Beleuchtungsflecken (3) ent- 
sprechenden Einzelabbildungen (5) Uberlappend kontinuierlich aneinander gefiigt auf 
dem Substrat (2) verschoben werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Einzelabbildungen (5) 
mittels aktiver Verstellelemente (20, 23, 25), insbesohdere der optischen Einheit, auf 
dem Substrat (2) bewegt werden und/oder dass durch Ansteuerung der Verstellelemente 
(20, 23, 25) die Einzelabbildungen (5) derart zusammengesetzt werden, dass die 
erforderliche Verzerrung derGesamtabbildung erreicht wird, wobei jede Einzelabbildung 
eine unverzerrte 1:1 Abbildung der Maske (1) ist. 
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3. Verfahren nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Verzerrung des 
Substrats (2) durch Vermessung von Marken (14) der Maske (1) und dem Substrat (2) 
Oder durch Vorgabe von Verzerrungswerten berechnet wird und/oder dass eine 
Kombination von Messwerten und Vorgabewerten durchgefQhrt wird und/oder dass 
Relativpositionen von Marken (14) der Maske (1) zu Marken (14) des Substrats (2) 
bestimmt werden und/oder dass zur Korrektur die geesamte Abbildung der Maske (1) 
derart verzerrt wird, dass die Marken (14) der Maske (1) auf den Marken (14) des 
Substrats (2) abgebildet werden, wobei die Maske (1 ) und/oder das Substrat (2) korrigiert 
werden. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die 
erforderliche Verzerrung der Abbildung der Maske (1) und/oder eine Ausrichtung durch 
Qberlappendes, kontinuierliches Aneinanderfugen von Einzelabbildungen durchgefQhrt 
wird, welche jeweils kleiner sind als die gesamte Abbildung der Maske (1), wobei die 
Verzerrungen insbesondere durch Translation, Rotation, Scherung oder richtungs- 
abhSngige Skalierung vorgenommen werden. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Beleuchtungsintensitat der Beleuchtungsflecken (3) weich ausgeblendet und in ihrer 
Randzone gegenOber ihrem Zentrum reduziert wird und/oder dass der Beleuchtungsfleck 
(3) eine gauBartige Verteilung der Beleuchtungsintensitat aufweist, wobei als Lichtquelle 
insbesondere ein Laser verwendet wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Bewegung des Beleuchtungsflecks (3) auf der Maske (1) aus zwei Bewegungen 
zusammengesetzt wird, bevorzugt aus einer schnellen Scanbewegung der Beleuchtung 
und einer hierzu langsameren , und/oder dass entsprechend der Position des Beleuch- 
tungsflecks (3) auf der Maske (1) die Korrektur der Einzelabbildung (5) auf dem Substrat 
(2) gesteuertwird und/oder dass zur Korrektur und/oder Ansteuerung des Beleuchtungs- 
flecks (3) die zusammengesetzte Bewegung berOcksichtigt wird. 
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7. Verfahren nach einern der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Beleuchtungsintensitat auf der Maske (1 ) durch Ansteuern der Beleuchtungsquelle oder 
eines steuerbaren Dampfungselements gesteuert wird und/oder dass die Beleuchtungs- 
intensitat unter Einsatz eines gepuisten Lasers durch Variieren der Pulsrate gesteuert 
wird und/oder dass die Beleuchtungsintensitat in Abhangigkeit von der Position des 
Beleuchtungsf leeks (3) auf der Maske ( 1 ) gesteuert wird und/oder dass die Beleuchtungs- 
intensitat in Abhangigkeit von der Geschwindigkeit der die Maske (1) und das Substrat 
(2) aufnehmehden Mechanikeinheit gesteuert wird. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, .dass eine 
[) Kalibrierung des optischen Pfades durch Abbilden einer Referenzmarke (13) oder 

Referenzstruktur mittels einer Belichtungsquelle, insbesondere der in der Beleuchtungs- 
einheit (8) enthaltenen Belichtungsquelle auf einer Justagekamera (12) durchgefuhrt 
wird, welche ebenso wie die Maske (1) und das Substrat (2) und gemeinsam mit diesen 
auf der bewegbaren Mechanikeinheit angeordnet ist und/oder dass eine Nachjustierung 
des optischen Pfades mittels wenigstens einen aktiven Elements (20 f 23, 25), 
insbesondere der optischen Einheit (9) durchgefQhrt wird und/oderdass eine Kalibrierung 
der optischen MeBeinrichtungen durchgefuhrt wird, insbesondere mittels einer 
Justagekamera (12) und einer Referenzmarke (13), welche auf der bewegbaren 
Mechanikeinheit (7) angeordnet sind. 

9. Vorrichtung zum Abbilden einer Maske (1) auf einem Substrat (2), enthaltend eine 
O Mechanikeinheit (7), auf welcher die Maske (1) und das Substrat (2) beabstandet 

zueinander angeordnet sind, und welche wenigstens einen Antrieb (15, 16) enthalt, eine 
Beleuchtungseinheit (8) zur Erzeugung eines Beleuchtungsf leeks (3) auf der Maske (1 ) 
und ferner enthaltend im optischen Pfad zwischen der Maske (1).und dem Substrat (2) 
eine optische Einheit (9), mittels welcher der Beleuchtungsfleck (3) auf dem Substrat (2) 
abbildbar ist, wobei die Mechanikeinheit (7) zur festen, wahrend der Abbildung 
unveranderbaren Aufnahme der Maske (1) und des Substrats (2) ausgebildet ist, wobei 
die Mechanikeinheit (7) zur Beleuchtungseinheit (8) und der optischen Einheit (9), welche 
fest miteinander gekoppelt sind, bewegbar angeordnet ist, wobei die optische Einheit (9) 
wenigstens ein aktives Verstellelement (20, 23, 25) enthalt, zum Verstellen des 
Beleuchtungsflecks (5) auf dem Substrat (2), wobei das Verstellelement (20, 23, 25) in 
Abhangigkeit von Verzerrungen des Substrats (2) ansteuerbar ist und wobei mittels der 
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Beleuchtungseinheit (8) auf der Maske (1) Beleuchtungsflecken (3) erzeugbar sind und 
ferner auf dem Subtrat (2) in Randbereichen Oberiappende Einzelabbildungen (5) 
erzeugbar sind, 

dadurch gekennzeichnet, dass mittels der Bleuchtungseinheit (8) die Beleuchtungs- 
flecken (3) mit ihren Randbereichen (6) uberlappend auf der Maske (1) erzeugbar sind, 
wobei in den Randbereichen (6) die Beleuchtungsintensitat urn einen vorgegebenen 
Betrag kleiner als »m Zentrum der Beleuchtungsflecken (3) vorgegeben ist, und dass 
mittels des aktiven Verstellelements (20, 23. 25) in Abhangigkeit der Verzerrungen des 
Substrats (2) die den jeweiligen Beleuchtungsflecken (3) entsprechende Einzel- 
abbildungen (5) Qberlappend kontinuierlich ananeinader gefiigt auf dem Substrat (2) 
verschiebbar sind. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Bildfeld der 
optischen Einheit (9) und/oder die mittels dieser erzeugte Einzelabbildung (5) kleiner ist 
als die gesamte Abbildung der Maske (1), wobei die gesamte Abbildung der Maske (1) 
aus einer vorgegebenen Anzahl der genannten Einzelabbildungen (5) zusammensetzbar 
ist, und dass ein Rechnersystem (28) zum Ansteuern des aktiven Verstellelements (20, 
23, 25) derart ausgebildet ist, dass in Abhingigkeit von festgestellten Verzerrungen 
und/oder diesen entsprechend eine Verzerrung der gesamten Abbildung der Maske (1) 
durch Zusammensetzung der entsprechend abgelenkten Einzelabbildungen (5) 
durchfOhrbar ist. 

1 1 . Vorrichtung nach Anspruch 9 Oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Mechanik- 
einheit einen Kafig (7) aufweist, welcher zur gegenseitig fixierten und beabstandeten 
Anordnung der Maske (1) und des Substrats (2) ausgebildet ist, dass die optische Einheit 
(9) im Kafig (7) zwischen der Maske (1) und dem Substrat (2) angeordnet ist und/oder 
dass die optische Einheit (9) und die Beleuchtungseinheit (8). welche miteinander 
mechanisch gekoppelt sind, relativ zum Kafig (7) bewegbar angeordnet sind, wobei er 
Kafig (7) mittels Antrieben (15, 16) bezuglich der optischen Einheit (9) und der 
Beleuchtungseinheit (8) bewegbar angeordnet ist. 
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12. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die 
optische Einheit (9) eine Abbildungsoptik mit zwei Linsen Oder Linsensystemen (22) in 
einer insbesondere 4f-Anordnung enthalt, dass die Maske (1 ) im frontseitigen Brennpunkt 
der ersten Linse Oder des ersten Linsensystems (22) angeordnet ist und das Substrat (2) 
der zweiten Linse oder des zweiten Linsensystems (22) zugeordnet ist, wobei der 
Strahlengang vor der ersten Linse bzw. dem ersten Linsensystem (22) oder nach der 
zweiten Linse bzw. dem zweiten Linsensystem (22) Qber einen Retroreflektor (25) 
punktgespiegelt wird. 

13. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die 
optische Einheit (9) eine Korrektureinheit oder das Verstellelement (20,. 23, 25), 
insbesondere zur Verschiebung der Abbildung senkrecht zur optischen Achse in der 
Bildebene enthalt. 

14. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 9 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass als 
Verstellelement eine planparallele Platte (20) vorgesehen ist, mittels welcher durch 
Verkippen senkrecht zur optischen Achse das StrahlenbQndel parallel zur optischen 
Achse verschiebbar ist, und/oder ein Spiegel (23) vorgesehen ist, welcher senkrecht 
zum Lot des einfallenden und ausfallenden StrahlenbOndels kippbar angeordnet ist 
und/oder ein Retroreflektor (25) vorgesehen ist, welcher senkrecht zur optischen Achse 
verschiebbar ist. 

15. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 9 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Retroreflektor (25) derart bewegbar angeordnet ist, dass derLichtweg in der Abbildungs- 
optik verlSngerbar oder verkurzbar ist und somit die Bildebene genau auf der Oberflache 
des Substrats (2) abbildbar ist, wobei die Einstellung der Bildebene statisch durch 
Sollwertgabe oder dynamisch durch Lagemessung der Oberflache des Substrats (2) 
einstellbar ist. 

16. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 9 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Beleuchtungseinheit zur Erzeugung von wenigstens zwei Beleuchtungsf lecken (3) auf der 
Maske (1) ausgebildet ist, welchen eine entsprechende Anzahl von optischen Einheiten 
(9) mit Abbildung- und Korrektureinheiten nachgeordnet sind zur Erzeugung von 
wenigstens zwei oder mehr Einzelabbildungen (5) auf dem Substrat (2). 
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17. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 9 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass zur 
insbesondere simultanen Vervielfaltigung der Maske (1) auf ein oder mehrere Substrate 
(2) die Beleuchtungseinheit (8) zur Erzeugung mehrerer Beleuchtungsflecken (3) auf der 
Maske (1) ausgebildet ist und/oder dass im optischen Pfad zwischen der Maske (1) und 
dem oder den Substraten (2) ein Strahlteiler (37) derart angeordnet ist, dass durch 
mehrere, bevorzugt parallele Strahlengange auf dem oder den Substraten (2) mehrere 
Einzelabbildungen (5) erzeugbar sind. 

18. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 9 bis 17, gekennzeichnet durch die 
Ausbildung zur DurchfOhrung des Verfahrens nach einem der AnsprQche 1 bis 8. 



GEAENDERTES BLATT 



•25004-p^Q6: 



